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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第１区分
【発行日】平成25年11月14日(2013.11.14)

【公開番号】特開2013-136032(P2013-136032A)
【公開日】平成25年7月11日(2013.7.11)
【年通号数】公開・登録公報2013-037
【出願番号】特願2011-288798(P2011-288798)
【国際特許分類】
   Ｂ０１Ｊ  37/02     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  23/78     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  53/94     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ０１Ｊ  37/02    ３０１Ｌ
   Ｂ０１Ｊ  23/78    ＺＡＢＡ
   Ｂ０１Ｄ  53/36    １０２Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成25年10月1日(2013.10.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材と、該基材の表面に形成された触媒コート層と、を備える排ガス浄化用触媒であっ
て、
　前記触媒コート層は、前記基材表面に近い方を下層とし相対的に遠い方を上層とする上
下層を有する積層構造に形成されており、
　前記触媒コート層は、貴金属触媒としてＲｈとＰｄとを備えており、
　前記触媒コート層は、担体として酸素吸蔵能を有するＯＳＣ材を備えており、
　前記Ｒｈは、前記触媒コート層の上層に配置されており、
　前記Ｐｄは、前記触媒コート層の上層と下層の双方に配置されており、
　前記上層において、前記Ｒｈを担持している担体は、Ｙ２Ｏ３を含むＺｒＯ２複合酸化
物からなり、
　前記上層および下層において、前記Ｐｄの少なくとも一部は前記ＯＳＣ材に担持されて
おり、
　前記下層に配置されたＰｄに対する前記上層に配置されたＰｄの質量比が、０．０１以
上０．４以下である、排ガス浄化用触媒。
【請求項２】
　前記上層および下層において、前記Ｐｄの少なくとも一部を担持しているＯＳＣ材は、
ＣｅＯ２またはＣｅＯ２－ＺｒＯ２複合酸化物からなる、請求項１に記載の排ガス浄化用
触媒。
【請求項３】
　前記上層に配置されたＰｄに対するＲｈの質量比が、１．２５～５である、請求項１ま
たは２に記載の排ガス浄化用触媒。
【請求項４】
　前記下層に配置されたＰｄに対する前記上層に配置されたＰｄの質量比が、０．０６～
０．３２である、請求項１～３の何れか一つに記載の排ガス浄化用触媒。
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